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Die f olgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

@ Transducer vom Induktionstyp und elektronische Tastlehre 
® Ein Transducer vom Induktionstyp ist so ausgebildet, 

dass er ein Substrat mit einem mehrschichtigen Aufbau 

ist. Das Substrat hat einen mehrschichtigen Aufbau, der 

sechs Schichten, eine erste Schicht bis eine sechste 

Schicht beinhaltet. In der ersten Schicht ist eine Erreger- 

spule ausgebildet. In der zweiten Schicht und der dritten 

Schicht sind Erfassungsspulen ausgebildet. In derfunften 

Schicht auf der der Skala entgegengesetzten Seite von 

der Kernschicht aus ist eine Verdrahtungsschicht ausge- 
bildet. In der sechsten Schicht ist ein integrierter Schalt- 

kreis fur die Signalverarbeitung ausgebildet. In der vier- 

ten Schicht ist zwischen der Erregerspule und dem inte- 

grierten Schaltkreis fur die Signalverarbeitung eine 

Schicht zur magnetischen Abschirmung ausgebildet, die 

den Magnetfluss von der Erregerspule isoliert. 
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Beschreibung 

ALLGEMEINER STAND DER TECHNTK 

l.GebietderErfindung 

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifit einen Indukti- 
onstransducer und eine elektronische Tasdehre und insbe- 
sondere einen Transducer vom Induktionstyp mit gennger 
GroBe mit hoher Erfassungsleistung und eine elektronische 
Tasterlehre, die diesen Transducer verwendet. 

2. Beschreibung der verwandten Technik 



[0002] Messinstrumente, wie eine elektronische Tasdehre, 
werden in der weiterverarbeitenden Industrie weithin zum 
Messen der Dicke oder anderer physikalischer Abmessun- 
gen von Gegenstanden verwendet. Als Hauptbestandteil ei- 
ner elektronischen Tasdehre wurde ein Transducer verwen- 
det. 

[0003] Unter verschiedenen Transducern sind ein Trans- 
ducer vom Kapazitatstyp und eine Transducer vom Induku- 
onstyp allgemein bekannt. Bei dem Transducer vom Kapa- 
zitatstyp sind eine Sendeelektrode und eine Empfangselek- 
trode an einem Gitter (Schieber) angeordnet und ist eine Si- 
gnalelektrode an einer Skala angeordnet, die dem Gitter ge- 
eeniibersteht. Die Sende- und Empfangselektroden am Ou- 
ter sind mit der Signalelektrode an der Skala kapaziuv ge- 
koppelt. Ein Treibsignal wird der Sendeelektrode zugefuhrt 
und ein Erfassungssignal, das an der Empfangselektrode in 
tjbereinstimmung mit den relativen Positionen des Gitters 
und der Skala auftritt, wird von einer Verarbeitungsschal- 
tung verarbeitet, wodurch die Bewegung oder PosiUon des 
Gitters in Bezug auf die Skala erfasst wird. 
[0004] Ein solcher Transducer vom Kapazitatstyp ist zur 
Verwendung in einer relativ sauberen und trockenen Umge- 
bung wie einem Kontrollraum oder Designbiiro geeignet, er 
kann'jedoch nicht fur eine Dimensionsmessung in einer 
Umgebung verwendet werden, in der ein der Verschmut- 
zungsgrad relativ hoch ist, wie einem Maschmenraum In 
dem Falle, in dem eine teilchenfdrmige Substanz, wie Me- 
tallteilchen oder Schleifpulver, oder ein Ruid, wie ein Kuh - 
fluid oder ein Schneidfluid vorhanden ist, dringt die teil- 
chenformige Substanz oder das Fluid zwischen die Signal- 
elektrode an der Skala und die Signalelektrode oder Emp- 
fangselektrode am Gitter ein und andert die Kapazitat zwi- 
schen der Signalelektrode und der Sendeelektrode oder 
Empfangselektrode, was zu einem Versagen der Erfassung 

[0005] Andererseits werden bei einem Transducer vom 
Induktionstyp die relativen Positionen des Gitters und der 
Skala auf der Basis der elektromagnetischen Indukuon zwi- 
schen ihnen erfasst, so dass dieser Transducer dann emen 
Vorteil hat, dass er fur eine Dimensionsmessung in einer 
' Umgebung mit relativ hohem Verschmutzungsgrad verwen- 
det werden kann. j _ 
[0006] Fig. 6 zeigt das Messprinzip des Transducers vom 
Induktionstyp. Wie in (b) von Fig. 6 gezeigt sind ein Gitter 
(Schieber) 10 und eine Skala 12 so angeordnet, dass sie ein- 
ander gegemiberliegen. Das Gitter 10 ist mit Erregerspulen 
10a und 10b und einer Erfassungsspule 10c versehen. Die 
Erfassungsspule 10c ist zwischen den Erregerspulen 10a 
und 10b angeordnet. Andererseits ist eine Skalenspule 14 an 
der Skala 12 ausgebildet, wird ein Magnetfluss erzeugt, 
wenn den Erregerspulen 10a und 10b ein Strom zugefuhrt 
wird, und flieBt auf Grund der elektromagnetischen Induk- 
tion in der Skalenspule 14 an der Skala 12 ein induzierter 
Strom. Dann wird durch den induzierten Strom in der Ska- 



lenspule 14 ein Magnetfluss erzeugt und wird durch diesen 
Magnetfluss in der Erfassungsspule 10c am Gitter 10 ein in- 
duzierter Strom (induzierte Spannung) erzeugt Da sich der 
induzierte Strom (induzierte Spannung) in Ubereinstim- 

5 mung mit den relativen Positionen der Erregerspulen 10a 
und 10b und der Skalenspule 14 andert, wenn das Gitter 10 
in Richtung des Pfeils in der Figur in Bezug auf die Skala 12 
bewegt wird, wie in (a) von Fig. 6 gezeigt, wird in der Erfas- 
sungsspule 10c eine periodische induzierte Spannung V er- 

10 zeugt. Daher konnen durch Erfassung des Wertes der indu- 
zierten Spannung die relativen Positionen des Gitters 10 und 
der Skala 12 erfasst werden. 

[0007] Sogar wenn ein Schmutzstoff, wie Wasser oder Ol 
zwischen das Gitter 10 und die Skala 12 gebracht wird, an- 
15 dern sich der Magnetfluss und die magnetische Nichtper- 
meabilitat nicht und beeinflussen die induzierte Spannung 
nicht, so dass die relativen Positionen sogar in einer Umge- 
bung mit einem hohen Verschmutzungsgrad mit hoher Ge- 
nauigkeit erfasst werden konnen. 
20 [0008] Andererseits zeigt Fig. 7 ein Prinzip zur Erfassung 
der absoluten versetzten Positionen des Gitters 10 und der 
Skala 12 unter Verwendung des oben genannten Prinzips. 
Hier bedeuten die absoluten versetzten Positionen die Be- 
trage einer Versetzung von einem bestimmten Bezugspunkt 
25 (Nullpunkt) aus. Wie in (a) von Fig. 7 gezeigt, ist eine Viei- 
zahl von Erregerspulen 10a am Gitter 10 bereitgestellt und 
ist eine Vielzahl von Erfassungsspulen 10c in LJbereinstim- 
mung mit diesen Erregerspulen bereitgestellt. An der Skala 
12 sind Skalenspulen 14a und 14b ausgebildet, deren Mittei- 
30 abschnitte einen Abstand von XI haben und deren Endab- 
schnitte einen Abstand von X2 haben. Der Abstand am Mit- 
telabschnitt und der Abstand am Endabschnitt sind vonein- 
ander verschieden, so dass auch zwei induzierte Spannun- 
gen mit den Abstanden von XI und X2 in den Erfassungs- 
35 spulen 10c erzeugt werden, die im Mittelabschnitt und End- 
abschnitt am Gitter 10 ausgebildet sind. Da ein Zyklus der 
beiden Signale unterschiedlich ist, wird die Beziehung in 
der induzierten Spannung zwischen zwei Wellenlangen bei 
einem speziellen Wert der induzierten Spannung an alien 
40 Gitterpositionen in Bezug auf die Skala 12 nicht die gleiche. 
Wie in (b) von Fig. 7 gezeigt, heiBt das an den Positionen Xa 
und Xb, an denen die Werte Via der induzierten Spannung 
fur den Abstand XI gleich sind, dass die Werte der induzier- 
ten Spannung fiir den Abstand X2 nicht miteinander lden- 
45 tisch sind. Daher kann durch Konvertieren der Beziehung in 
der induzierten Spannung zwischen den beiden Wellenlan- 
gen in Positionen die absolute Position des Gitters erfasst 
werden. 

[0009] Somit kann ein Transducer vom Induktionstyp Ab- 
50 messungen sogar in einer Umgebung mit relativ hohem Ver- 
schmutzungsgrad mit hoher Genauigkeit messen, es ist je- 
doch notwendig, dass eine Vielzahl von Erregerspulen und 
Erfassungsspulen am Gitter ausgebildet sind, und insbeson- 
dere wenn der Transducer eine absolute Position erfasst, der 
55 Aufbau des Gitters kompliziert wird und sich die GroBe des 
Transducers erhoht. Wenn ferner ein solcher Transducer 
vom Induktionstyp in eine elektronische Tasdehre eingebaut 
wird, fuhrt eine Erhohung der GroBe des Transducers zu ei- 
ner Erhohung der GroBe der elektronischen Tasterlehre 
60 selbst und zu einer Verringerung der Betriebsfahigkeit beim 
Messen. 



KURZDARSTELLUNG DER ERFINDUNG 

65 [0010] Die Erfindung wurde im Hinblick auf die oben ge- 
nannten Probleme in der verwandten Technik gemacht und 
ihre Aufgabe ist, einen Transducer vom Induktionstyp mit 
geringer GroBe und hoher Leistung und ferner eine elektro- 
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nische Tastlehre bereitzustellen, die einen solchen Transdu- 
cer vom rnagnetischen iyp mit geringer GroBe und hoher 
Leistung verwendet. 

[0011] Um die oben genannte Aufgabe zu losen umfasst 
ein erfindungsgemaBer Transducer vom Induktionstyp, der 5 
ein elektrischen Signal in tlbereinstimmung mit der relati- 
ven Versetzung zwischen zwei Elementen ausgibt, einen Er- 
zeugungsabschnitt fur Magnetflusse zur Erzeugung eines 
Magnetflusses auf der Basis eines Ireibsignals, einen Erfas- 
sungsabschnitt fur Magnetflusse zur Erfassung eines Ma- to 
gnetflusses, der sich in Obereinstimmung mit den relativen 
Positionen andert, und einen Signalverarbeitungsabschnitt 
zum Verarbeiten eines Erfassungssignals vom Erfassungs- 
abschnitt fur Magnetflusse. Bei dem Transducer vom Induk- 
tionstyp bilden der Erzeugungsabschnitt fur Magnetflusse, 15 
der Erfassungsabschnitt fur Magnetflusse und der Signalver- 
arbeitungsabschnitt einen mehrschichtigen Aufbau. Der Er- 
zeugungsabschnitt fur Magnetflusse, der Erfassungsab- 
schnitt fur Magnetflusse und der Signalverarbeitungsab- 
schnitt sind nicht parallel zur selben Ebene angeordnet son- 20 
dem sind in jeweiligen Schichten des mehrschichtigen Auf- 
baus ausgebildet, wodurch die GroBe des Transducers ver- 
ringert werden kann. 

[0012] Hier ist der mehrschichtige Aufbau vorzugsweise 
ein Aufbau, bei dem eine Vielzahl von Schichten auf einer 25 
Kernschicht aufgebaut sind. Die Verwendung des zusam- 
mengesetzten Substrates verringert die GroBe, Dicke und 
das Gewicht. Ferner kann die Anzahl von Schichten im 
mehrschichtigen Aufbau leicht geeignet eingestellt werden. 
[0013] Ferner ist der Erzeugungsabschnitt fur Magnet- 30 
fliisse auf der Seite der Messebene ausgebildet und ist der 
Signalverarbeitungsabschnitt auf der der Messebene entge- 
gengesetzten Seite abgebildet. Hier bedeutet Seite der Mess- 
ebene die der Skala gegeniiberliegende Seite. Durch Ausbil- 
den des Erzeugungsabschnittes fur Magnetflusse auf der 35 
Seite der Messebene kann ein erzeugter Magnetfluss veran- 
lasst werden, die Messseite effektiv zu beeinflussen. Durch 
Ausbilden des Signalverarbeitungsabschnittes auf der der 
Messebene entgegengesetzten Seite kann auch der Einfluss 
eines unnotigen Magnetflusses auf den Signal verarbeitungs- 40 
abschnitt und eine Verrnischung des elektromagnetischen 
Rauschens verhindert werden. 

[0014] Femer ist es bevorzugt, dass der Erzeugungsab- 
schnitt fur Magnetflusse und der Erfassungsabschnitt fur 
Magnetflusse auf der Seite der Messebene ausgebildet sind 45 
und der Signalverarbeitungsabschnitt auf der der Messebene 
entgegengesetzten Seite ausgebildet ist. Die oben genannte 
Wirkung kann sogar dann erhalten werden, wenn der Erfas- 
sungsabschnitt fur Magnetflusse in derselben Ebene mit 
dem Erzeugungsabschnitt fur Magnetflusse ausgebildet 50 
wird. 

[0015] Femer ist es bevorzugt, dass der Erzeugungsab- 
schnitt fur Magnetflusse im mehrschichtigen Aufbau in ei- 
ner der Messebene naher liegenden Position als der Erfas- 
sungsabschnitt fur Magnetflusse und der Signalverarbei- 55 
tungsabschnitt ausgebildet ist und der Erfassungsabschnitt 
fur Magnetflusse im mehrschichtigen Aufbau in einer der 
Messebene naher liegenden Position als der Signalverarbei- 
tungsabschnitt ausgebildet ist. Dadurch kann ein vom Er- 
zeugungsabschnitt fur Magnetflusse. erzeugter Magnetfluss 60 
veranlasst werden die Seite der Messebene effizient zu be- 
einflussen und wird das induzierte Magnetfeld vom Erfas- 
sungsabschnitt fur Magnetflusse effektiv erfasst und ist der 
Signalverarbeitungsabschnitt vom Bereich der rnagne- 
tischen Kopplung getrennt, wodurch die Einmischung von 65 
unnotigem elektromagnetischem Rauschen verhindert wer- 
den kann. Der Erfassungsabschnitt fur Magnetflusse kann 
im mehrschichtigen Aufbau in einer der Messebene naher 
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liegenden Position als der Erzeugungsabschnitt fur Magnet- 
flusse und der Signalverarbeitungsabschnitt ausgebildet sein 
und der Erzeugungsabschnitt fur Magnetflusse kann im 
mehrschichtigen Aufbau in einer der Messebene naher lie- 
genden Position als der Signalverarbeitungsabschnitt ausge- 
bildet sein. 

[0016] Ferner ist es bevorzugt, dass im mehrschichtigen 
Aufbau wenigstens ein Abschnitt zur rnagnetischen Ab- 
schirmung zwischen dem Erzeugungsabschnitt fur Magnet- 
flusse und dem Signalverarbeitungsabschnitt ausgebildet ist. 
In dem Fall, in dem der Erzeugungsabschnitt fur Magnet- 
flusse und der Signalverarbeitungsabschnitt in jeweiligen 
Schichten des mehrschichtigen Aufbaus ausgebildet sind, 
kann ein vom Erzeugungsabschnitt fur Magnetflusse er- 
zeugter Magnetfluss den Signalverarbeitungsabschnitt di- 
rekt beeinflussen und andere Signale als das ursprungliche 
Erfassungssignal konnen sich auf Grund der Anderung im 
Magnetfluss in den Signalverarbeitungsabschnitt einmi- 
schen, da beide Abschnitt in einen geringen Abstand von- 
einander kommen. Daher kann durch Bereitstellung eines 
Abschnittes zur rnagnetischen Abschirmung das Einmi- 
schen solchen elektronischen Rauschens unterdriickt und 
die Erfassungsgenauigkeit verbessert werden. Der Abschnitt 
zur rnagnetischen Abschirmung ist vorzugsweise in einer 
Schicht des mehrschichtigen Aufbaus ausgebildet und ein 
einziger Abschnitt zur rnagnetischen Abschirmung oder 
eine Vielzahl von Abschnitten zur rnagnetischen Abschir- 
mung konnen in verschiedenen Schichten bereitgestellt wer- 
den. Der Abschnitt zur rnagnetischen Abschirmung kann 
aus wenigstens irgendeinem Nichtmetall mit hoher magne- 
tischer Permeabilitat, das durch Ferrit reprasentiert wird, 
Metailen mit geringer magnetischer Permeabilitat, die durch 
Kupfer reprasentiert werden, und Metailen mit hoher ma- 
gnetischer Permeabilitat bestehen, die durch Permalloy re- 
prasentiert werden. Wenn der Abschnitt zur rnagnetischen 
Abschirmung aus einem Metall besteht, um eine Ver- 
schlechterung der Signalstarke auf Grund einer kapazitiven 
Kopplung zwischen dem Erzeugungsabschnitt fiir Magnet- 
flusse und dem Erfassungsabschnitt fur Magnetflusse zu 
verhindern, ist es bevorzugt, dass der Abschnitt zur rnagne- 
tischen Abschirmung auf einer konstanten Spannung gehal- 
ten wird, beispielsweise einer Spannung auf Erdniveau. 
[0017] Wenn der Abschnitt zur rnagnetischen Abschir- 
mung aus Metall besteht, ist der Abschnitt zur rnagnetischen 
Abschirmung vorzugsweise so ausgebildet, dass er vom Er- 
zeugungsabschnitt fiir Magnetflusse oder Erfassungsab- 
schnitt fur Magnetflusse mit einem Abstand getrennt ist, der 
Equivalent oder groBer als der Zwischenraum zwischen den 
beiden Elementen ist. Der Abschnitt zur rnagnetischen Ab- 
schirmung arbeitet als Abschirmungseinrichtung zum Un- 
terdriicken des Einflusses eines Magnetflusses vom Erzeu- 
gungsabschnitt fur Magnetflusse auf den Signalverarbei- 
tungsabschnitt. Wenn jedoch der Abschnitt zur rnagne- 
tischen Abschirmung aus einem Metall mit geringer magne- 
tischer Permeabilitat, wie Kupfer, das leicht erworben wer- 
den kann, ausgebildet ist, wird auf Grund des Magnetflusses 
vom Erzeugungsabschnitt fiir Magnetflusse im Abschnitt 
zur rnagnetischen Abschirmung ein induzierter Strom (Wir- 
belstrom) erzeugt und tragt dieser Wirbelstrom dazu bei, den 
Magnetfluss aufzuheben, so dass sich die Signalstarke ver- 
schlechtert. Daher kann in dem Fall, in dem der Abschnitt 
zur rnagnetischen Abschirmung so ausgebildet ist, dass er 
mit einem vorher bestimmten Abstand vom Erzeugungsab- 
schnitt fiir Magnetflusse oder dem Erfassungsabschnitt fur 
Magnetflusse getrennt ist, die Verschlechterung der Signal- 
starke unterdriickt und die Erfassungsgenauigkeit verbessert 
werden, wenn der Erzeugungsabschnitt fur Magnetflusse in 
derselben Schicht wie der des Erfassungsabschnitts fur Ma- 
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gnetfliisse ausgebildet ist. Es ist wiinschenswert, dass hin- 
sichtlich der Erfassungsgenauigkeit der Abstand zwischen 
dem Erzeugungsabschnitt fur Magnetflusse oder dem Erfas- 
sungsabschnitt fiir Magnetfliisse und dem Abschnitt zur ma- 
gnetischen Abschirmung in Ubereinstimmung mit dem Ab- 
stand zwischen den beiden Elementen, genauer dem Zwi- 
schenraum (Luftspalt) zwischen dem Erzeugungsabschnitt 
fiir Magnetfliisse und dem anderen Element, bestimmt wird. 
Sogar wenn sich auf Grund des im Abschnitt zur magne- 
tischen Abschirmung erzeugten Wirbelstroms die Magnet- 
flussdichte in der Messebene verringert, wird die Erfas- 
sungssignalstarke aufrechterhalten, wenn der Zwischen- 
raum klein genug ist. Durch Trennen des Abschnitts zur ma- 
gnetischen Abschirmung vom Erzeugungsabschnitt fiir Ma- 
gnetfliisse oder dem Erfassungsabschnitt fur Magnetflusse 
mit einem Abstand, der Equivalent oder groBer als der Zwi- 
schenraum ist, kann die Abschwachung der Erfassungssi- 
gnalstarke unterdriickt werden. Wenn der Abschnitt zur ma- 
gnetischen Abschirmung zu weit getrennt ist, erhoht sich die 
Dicke des mehrschichtigen Aufbaus entsprechend, so dass 
dies nicht fiir den praktischen Gebrauch geeignet ist. 
[0018] Wenn der Abschnitt zur magnetischen Abschir- 
mung aus einem Nichtmetall besteht, ist es bevorzugt, dass 
der Abschnitt zur magnetischen Abschirmung in einem ge- 
ringen Abstand vom Erzeugungsabschnitt fur Magnetflusse 
oder Erfassungsabschnitt fiir Magnetflusse ausgebildet ist, 
der Equivalent oder kleiner als der Zwischenraum zwischen 
den beiden Elementen ist. Wenn ein Nichtmetall mit hoher 
magnetischer Permeabilitat, wie Ferrit, fiir den Abschnitt 
zur magnetischen Abschirmung verwendet wird, wird die 
Magnetflussdichte nicht so sehr durch einen Wirbelstrom 
verringert und wird der Abschnitt zur magnetischen Ab- 
schirmung so angeordnet, dass er nahe bei dem oben ge- 
nannten Element liegt, und kann auf Grund seiner hohen 
magnetischen Permeabilitat die Magnetflussdichte erhoht 
werden, 

[0019] Der oben genannte Transducer vom Induktionstyp 
kann beispielsweise bei einer elektronischen Tasdehre ver- 
wendet werden, wodurch die GrdBe der elektronischen Tast- 
lehre verringert und ihre Leistung verbessert werden kann. 
[0020] Bei der elektronischen Tastlehre kann der Transdu- 
cer vom Induktionstyp auf der Seite des Gitters (Schiebers) 
eingebaut sein, der Zwischenraum zwischen dem Gitter und 
der Skala wird jedoch vorzugsweise so festgesetzt, dass er 
annahernd ein Zehntel des Abstands des Erfassungssignals 
betragt. Wenn der Zwischenraum zu groB ist, nimmt der Be- 
trag an Magnetfluss, der die Skala erreicht, ab, und wenn der 
Zwischenraum zu klein ist, wachst der Einfluss der Form der 
Spulen auf der Skalenseite und das Erfassungssignal ist 
stark verzerrt. Daher gibt es eine optimale GroBe des Zwi- 
schenraums, durch die der Grad an Verringerung des Ma- 
gnetflusses, der die Skala erreicht, klein gemacht wird (in- 
dem die GroBe des Zwischenraums etwas verringert wird) 
und die Verzerrung des Erfassungssignals gering gemacht 
wird (indem die GroBe des Zwischenraums etwas erhoht 
wird), und ist konkret die GroBe des Zwischenraums von an- 
nahernd einem Zehntel des Abstands (oder der Wellenlange) 
des Erfassungssignals hinsichtlich des Magnetflusses und 
der Signalverzerrung optimal. Dadurch kann die Erfas- 
sungsgenauigkeit weiter verbessert werden. 

KURZE BESCHREDBUNG DER ZEICHNUNGEN 



lauternde Ansichten des Substrats; 

[0024] Fig. 4 ist eine grafische Darstellung, die die Bezie- 
hung zwischen dem Luftspalt und dem Fehlersignal der 
Ausfuhrungsform zeigt; 
5 [0025] Fig* 5 ist eine grafische Darstellung, die die Bezie- 
hung zwischen der Position der magnetischen Abschirmung 
und der Signalstarke in der Ausfuhrungsform zeigt; 
[0026] Fig. 6 ist eine erlautemde Prinzipansicht des 
Transducers vom Induktionstyp; und 
10 [0027] Fig. 7 ist eine erlautemde Prinzipansicht des 
Transducers vom Induktionstyp. 

AUSF0HRUCHE BESCHREIBUNG DER BEVORZUG- 
TEN AUSFUHRUNGSFORMEN 
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[0021] Fig. 1 ist eine Konstruktionsansicht einer elektro- 
nischen Tastlehre einer Ausfuhrungsform; 
[0022] Fig. 2 ist eine Konstruktionsansicht des Substrates 
in Fig. 1. 

[0023] Fig. 3A-E sind jeweils auseinandergezogene er- 



[0028] Im Folgenden wird eine Ausfuhrungsform der Er- 
findung unter Bezugnahme auf die Zeichnungen erlautert. 
[0029] Fig. 1 zeigt den Aufbau der elektronischen Tast- 
lehre der Ausfuhrungsform, in der ein Transducer vom In- 
20 duktionstyp angebracht ist. Die elektronische Tastlehre 100 
ist so aufgebaut, dass sie einen dunnen Trager 102 und einen 
Gitter(Schieber) aufbau 120 beinhaltet. Der dunne und lange 
Trager 102 ist ein steifer oder halbsteifer Stab oder ein Plat- 
tenelement mit fast rechteckigem parallelepipedischem 
25 Querschnitt. An der Oberseite des dunnen und langen TVa- 
gers 102 ist eine Nut 106 ausgebildet. In der Nut 106 des 
dunnen und langen Tragers 102 ist eine Messskala 104 aus- 
gebildet. Die Nut 106 ist so ausgebildet, dass sie eine Tiefe 
hat, die fast gleich der Dicke der Skala 104 ist, so dass die 
30 Unterseite der Skala 104 fast in dieselbe Ebene wie die 
Oberseite des Tragers 102 kommt. 

[0030] Ein paar fester Kontaktgeber bzw. Magnetschalter 
108 und 110, die horizontal vorstehen, sind nahe dem End- 
teil 112 des Tragers 102 ausgebildet. Ein paar beweglicher 
35 Kontaktgeber bzw. Magnetschalter 116 und 118, die hori- 
zontal vorstehen, sind im Gitteraufbau 120 ausgebildet. Die 
AuBenabmessungen eines Gegenstandes werden beim An- 
ordnen des Gegenstands zwischen einem Paar angreifender 
Oberflachen 114 der Kontaktgeber 108 und 116 gemessen 
40 und die Innenabmessungen eines Gegenstandes werden 
beim Anordnen der Kontaktgeber 110 und 118 im Gegen- 
stand gemessen. Die Angriffsflachen 122 der Kontaktgeber 
110 und 118 werden von der Oberflache des zu messenden 
Gegenstands beriihrt. 
45 [0031] Die Angriffsflachen 122 und 114 sind so angeord- 
net, dass die Angriffsflachen 122 der Kontaktgeber 110 und 
118 miteinander ausgerichtet sind, wenn die AngrifTsflachen 
114 der Kontaktgeber 108 und 115 miteinander in Kontakt 
kommen. Diese ausgerichtete Position wird bei Messung 
50 von absoluten Positionen die Null-Bezugsposition. 

[0032] Die elektronische Tastlehre 100 kann auch einen 
Tiefenstab (depth bar) 126 beinhalten, der am Gitteraufbau 
120 angebracht werden soil. Der Tiefenstab 126 stent der 
Lange nach vom Trager 102 vor und endet am angreifenden 
55 Endteil 128. Die Lange des Tiefenstabes 126 ist so festge- 
setzt, dass der angreifende Endteil 129 in dieselbe Ebene 
wie mit dem Endteil 132 des Tragers 102, wenn die Tast- 
lehre 100 sich in der oben benannten Nullposition befindet. 
In einem Zustand, in dem der Endteil 132 des Tragers 102 an 
60 einem Gegenstand angeordnet wird, in dessen Oberflache 
sich ein Loch befindet, wird der Tiefenstab 126 ausgefahren, 
bis sein Endteil 128 mit dem Boden des Lochs in Kontakt 
kommt, wodurch die Tiefe des Lochs mit der Tastlehre 100 
gemessen werden kann. Natiirlich muss dieser Tiefenstab 
65 126 nicht bereitgestellt sein. 

[0033] In alien Fallen, in denen die auBeren Kontakt- 
stiicke 108 und 116 verwendet werden, die inneren Kontakt- 
stiicke 110 und 118 verwendet werden, und der Tiefenstab 
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126 verwendet wird, werden die gemessenen Abmessungen 
auf der Digitalanzeige 138 angezeigt, die ini Deckel 139 der 
Tasdehre 100 angebracht ist. Ein Paar Druckknbpfe 134 und 
136 sind am Deckel angebracht. Der Druckknopf 134 ist ein 
Knopf zum Ein- und Ausschalten des integrierten Schalt- 
kreises 166 fur die Signalverarbeitung und des Gitterauf- 
baus 120 und der Druckknopf 136 ist ein Knopf zum Zu- 
riicksetzen der Anzeige 138 auf Null. 
[0034] Der Gitteraufbau 120 ist so gestaltet, dass er einen 
Basisteil 140 beinhaltet, der mit Ftihrungsrandern 142 ver- 
sehen ist. Die Fuhrungsrander 142 kornmen mit den Seiten- 
randern 146 des diinnen und langen Tragers 102 in Kontakt, 
wenn der Gitteraufbau 120 uber den diinnen und langen TYa- 
ger 102 gelegt ist. Dadurch kann die Tastlehre 100 genau be- 
dient werden. Ein Paar Schrauben 147 driicken den Druck- 
stab 148 uber eine Ruckstellkraft zum Endteil hin, mit dem 
der Trager im Eingriff ist, um das "Spiel" zwischen dem 
Aufbau 120 und dem diinnen und langen Trager 102 zu be- 
seitigen. 

[0035] Ferner beinhaltet der Gitteraufbau 120 einen Erfas- 
sungsaufbau 160, der am Basisteil 140 uber dem diinnen 
und langen Trager 102 angebracht ist. Der Basisteil 140 und 
der Erfassungsaufbau 160 bewegen sich in Bezug auf die 
Skala gemeinsam. Der Erfassungsaufbau 160 beinhaltet ein 
Substrat 162, das spater beschrieben wird, und das Substrat 
162 hat einen mehrschichtigen Aufbau, in dem eine Erreger- 
spule, Erfassungsspulen und ein integrierter Schaltkreis fur 
die Signalverarbeitung in mehren Schichten angeordnet 
sind. Sornit hat das Substrat 162 des Erfassungsaufbaus 160 
einen mehrschichtigen Aufbau, wodurch eine Verringerung 
der GroBe des Erfassungsaufbaus 160 und eine Verringe- 
rung der GroBe des Gitteraufbaus 120 moglich werden. Eine 
Dichtungseinrichtung 163 mit Ruckstellkraft ist zwischen 
den Deckel 139 und das Substrat 162 hineingedriickt, wo- 
durch eine Verschmutzung des integrierten Schaltkreises 
166 fur die Signalverarbeitung verhindert werden kann. 
[0036] Andererseits ist die Skala 104 so aufgebaut, dass 
sie einen eine dianne und lange gedruckte Leiterplatte 168 
beinhaltet. Eine Skalenspule 170 ist auf der gedruckten Lei- 
terplatte 168 ausgebildet. Die Skalenspule 170 besteht bei- 
spielsweise aus Kupfer. Die Skalenspule 170 ist mit einer 
Abdeckschicht 172 abgedeckt und die Abdeckschicht 172 
ist mit einer Skaleneinteilung versehen. 
[0037] Fig. 2 zeigt den Aufbau des Substrates 162 in Fig, 
1. Das Substrat 162 hat einen mehrschichtigen Aufbau und 
hat in dieser Ausfuhrungsform einen 6-schichtigen Aufbau, 
wie dargestellt. Das heifit: eine erste Schicht 162a, eine 
zweite Schicht 162b, eine dritte Schicht 162c, eine vierte 
Schicht 162d, eine funfte Schicht 162e und einen sechste 
Schicht 162f sind in der Reihenfolge von der der Skala 104 
gegeniiberliegenden Seite her ausgebildet. Ein solcher 
mehrschichtiger Aufbau kann mit einem sogenannten Auf- 
bauverfahren ausgebildet werden, bei dem die Schichten in 
der Reihenfolge auf beide Oberflachen der Kernschicht 161 
laminiert werden. Ais Kernschicht wird eine doppeiseitige 
gedruckte Leiterplatte verwendet und es kann ein Durch- 
gangsloch von der Oberflache aus zur Riickseite des mehr- 
schichtigen Aufbaus hergestellt sein. Die Elemente, die das 
Substrat 162 aufweisen sollte, d. h. die Erregerspule, die Er- 
fassungsspulen und der integrierte Schaltkreis 166 fur die 
Signalverarbeitung, sind in irgendeiner dieser Schichten des 
mehrschichtigen Aufbaus ausgebildet und sie sind in dieser 
Ausfuhrungsform in der Reihenfolge ausgebildet, die wie 
folgt erlautert wird. Eine Erregerspule ist in der ersten 
Schicht 162a ausgebildet, die der Skala 104 am nachsten 
liegt, d. h. auf der Seite der Messebene (oder Oberflachen- 
seite) des Substrates 162, und Erfassungsspulen sind in der 
zweiten Schicht 162b und der dritten Schicht 162c ausgebil- 



11 966 Al 

8 

det. Dann ist in der funften Schicht 162e auf der der Skala 
104 entgegengesetzten Seite von der Kernschicht 161 aus 
eine Verdrahtungsschicht ausgebildet, und ist der integrierte 
Schaltkreis 166 fur die Signalverarbeitung in einer sechsten 
5 Schicht 162f ausgebildet, d. h. auf der der Messebene entge- 
gengesetzten Seite (oder der Riickseite) des Substrats 162. 
In dem Fall, in dem die Erregerspuie und der integrierte 
Schaltkreis fur die Signalverarbeitung parallel in derselben 
Ebene ausgefuhrt werden, wachst die Flache. Jedoch sind 
10 die Erregerspule und der integrierte Schaltkreis fur die Si- 
gnalverarbeitung somit an der Oberflache bzw. der Riick- 
seite des Substrates 162 ausgebildet, wodurch eine Verrin- 
gerung der GroBe verwirklicht ist. 

[0038] Ferner ist in dieser Ausfuhrungsform eine Schicht 
15 zur magnetischen Abschirmung in der vierten Schicht 162d 
zwischen der Erregerspule und dem integrierten Schaltkreis 
166 fur die Signalverarbeitung ausgebildet. Wenn die Erre- 
gerspule und der integrierte Schaltkreis 166 fur die Signal- 
verarbeitung an der Oberflache bzw. der Riickseite des Sub- 
20 strates 162 ausgebildet sind, kann eine Anderung des Ma- 
gnetflusses von der Erregerspule die Schaltung des inte- 
grierten Schaltkreises fur die Signalverarbeitung beeinflus- 
sen und das elektromagnetische Rauschen erhohen. Jedoch 
ist eine Schicht zur magnetischen Abschirmung somit zwi- 
25 schen der Erregerspule und dem integrierten Schaltkreis 166 
fur die Signalverarbeitung bereitgestellt, wodurch ein im in- 
tegrierten Schaltkreis 166 fur die Signalverarbeitung auftre- 
tendes elektromagnetisches Rauschen unterdruckt und die 
Erfassungsgenauigkeit verbessert werden kann. 
30 [0039] Fig. 3A-E zeigen jeweils auseinandergezogene 
Ansichten des in Fig, 2 gezeigten mehrschichtigen Aufbaus. 
Fig. 3A zeigt die gedruckte Leiterplatte 168 auf der Seite der 
Skala 104 und 

[0040] Fig. 3B bis E zeigen den mehrschichtigen Aufbau 
35 des Substrats 162 im Gitteraufbau. Fig. 3B zeigt die erste 
Schicht 162a, die die der Skala 104 nachstgelegene ist, in 
der die Erregerspule ausgebildet ist, wie oben erwahnt. Fig. 
3C zeigt die zweite Schicht 162b, in der die erste Erfas- 
sungsspule ausgebildet ist. Fig. 3D zeigt die dritte Schicht 
40 162c, in der die zweite Erfassungsspule ausgebildet ist. Die 
erste Erfassungsspule und die zweite Erfassungsspule sind 
eiektrisch miteinander verbunden. Fig. 3E zeigt die vierte 
Schicht 162d, die mit der dritten Schicht, in der eine magne- 
tische Abschirmung ausgebildet ist, um den Magnetfluss 
45 von der in der ersten Schicht 162a ausgebildeten Erreger- 
spule zu isolieren, die Kernschicht einschlieBt. Die magne- 
tische Abschirmung kann aus Kupfer, Ferrit oder Permalloy 
bestehen. Allgemeiner kann die Schicht zur magnetischen 
Abschirmung aus Nichtmetallen mit hoher magnetischer 
50 Permeabilitat, die durch Ferrit reprasentiert werden, Metal- 
len mit geringer magnetischer Permeabilitat, die durch Kup- 
fer reprasentiert werden, und Metallen mit hoher magne- 
tischer Permeabilitat bestehen, die durch Permalloy repra- 
sentiert werden. 

55 [0041] Hier ist es notwendig, dass des Potenzial der 
Schicht zur magnetischen Abschirmung stabilisiert ist, um 
die Erzeugung einer elektromagneti schen Wechselwirkung, 
die nicht zum Signal von der Erregerspule zu den Erfas- 
sungsspulen beitragt, durch die Abschirmungsschicht zu 
60 verhindern. Daher ist es bevorzugt, dass die Schicht zur ma- 
gnetischen Abschirmung bei einer konstanten Spannung ge- 
halten wird, beispielsweise auf Erdniveau. Naturlich kann 
sie auf der Spannung Vdd der Stromversorgung oder einem 
anderen konstanten Potenzial gehalten werden. Dadurch 
65 kann das im integrierten Schaltkreis 166 fur die Signalverar- 
beitung auflretende elektromagnetische Rauschen sicher un- 
terdriickt werden. 

[0042] Andererseits kann in manchen Fallen die Schicht 
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zur magnetischen Abschirmung aus Kupfer oder Metall den 
in der Erregerspule erzeugen Signalmagnetfluss auf Grund 
der Erzeugung eines Wirbelstroms an der Oberflache verrin- 
gem. Insbesondere ist der Grad an Verringerung urn so gro- 
Ber je kleiner der Abstand zwischen der Erregerspule und 
der Schicht zur magnetischen Abschirmung ist. Das Senken 
der magnetischen Dichte zur Skala 104 hin bewirkt, dass das 
Erfassungssignal verringert wird. Daher ist es bevorzugt, 
dass der Abstand zwischen der Schicht zur magnetischen 
Abschirmung und der Erregerspule so festgesetzt wird, dass 
er ein vorher bestimmter Abstand oder groBer ist. Hinsicht- 
lich der Erfassungsleistung ist es bevorzugt, dass der Ab- 
stand zwischen der Schicht zur magnetischen Abschirmung 
und der Erregerspule in Ubereinstimmung mit dem Abstand 
zwischen der Erregerspule und der Skala 104, d. h. dem 
Luftspalt (er kann als Abstand zwischen Gitter und Skala 
bezeichnet werden), bestimmt wird. 

[0043] Im Folgenden wird die Position der Ausbildung 
der Schicht zur magnetischen Abschirmung erlautert. Fig. 4 
zeigt die Beziehung zwischen dem Luftspalt und dem Feh- 
lersignal, das im Erfassungssignal enthalten ist. Wie aus der 
Figur verstanden werden kann, wird die Versetzungsfehler- 
kornponente kleiner, wenn der Luftspalt kleiner wird, dage- 
gen bewegt sich jedoch das Erfassungssignal von einer Si- 
nus wellenform zu einer dreieckigen Wellenform. Dies findet 
statt, weil die Form (dreieckige Wellenform) der auf der Lei- 
terplatte der Skala 104 ausgebildeten Skalenspule einen gro- 
Beren Einfluss hat, wenn der Luftspalt kleiner wird. Der 
Grad der Abweichung von der Sinuswellenform wird als 
Verzerrungskomponente gewertet und je kleiner der Luft- 
spalt ist, um so groBer ist die Verzerrungskomponente. Da- 
her wird das Fehlersignal, in dem die Versetzungsfehler- 
komponente und die Verzerrungskomponente addiert sind, 
minimal, wenn der Luftspalt einen bestimmten Wert X hat. 
Der Luftspalt X, durch den das Fehlersignal minimal wird, 
betragt ungefahr ein Zehntel des Abstandes (oder der Wel- 
lenlange) des Erfassungssignals. Daher ist es hinsichtlich 
der Verbesserung der Erfassungsgenauigkeit bevorzugt, 
dass der Luftspalt auf etwa ein Zehntel des Abstandes des 
Erfassungssignals eingestellt wird. 

[0044] Andererseits ist die Anderung der Signalstarke in 
dem Fall, in dem der Luftspalt auf diesen Wert eingestellt ist 
und der Abstand d zwischen der Erregerspule und der 
Schicht der magnetischen Abschirmung geandert wird, in 
Fig. 5 gezeigt. Wenn der Abstand d zwischen der Erreger- 
spule und der Schicht zur magnetischen Abschirmung klei- 
ner als der Luftspalt (Zwischenraum) wird und aVZwischen- 
raum kleiner als 1 wird, wird die Signalstarke plotzlich ab- 
geschwacht. Es wird in Erwagung gezogen, dass dieses Pha- 
nomen hervorgerufen wird, weil die Magnetflussdichte von 
der Erregerspule durch einen in der metallischen Schicht zur 
magnetischen Abschirmung erzeugten Wirbelstrom aufge- 
hoben wird und die Magnetflussdichte an der Skala 104 
sinkt. Wenn andererseits der Abstand d gleich oder groBer 
als der Luftspalt und d/Zwischenraum = 1 wird, tritt eine 
solche Abschwachung der Signalstarke nicht auf und es 
wird eine ausreichende Signalstarke erhalten. 
[0045] Somit kann verstanden werden, dass wenn der 
Luftspalt (der Abstand zwischen dem Gitter und der Skala 
oder der Abstand zwischen der Erregerspule und der Skala) 
auf etwa ein Zehntel der Wellenlange des Erfassungssignals 
eingestellt wird und die Schicht zur magnetischen Abschir- 
mung aus Metall, wie Kupfer, besteht, der Abstand d zwi- 
schen der Erregerspule und der Schicht zur magnetischen 
Abschirmung vorzugsweise so eingestellt wird, dass dVZwi- 
schenraum = 1 isL 

[0046] Ferner wird in einem Fall, in dem ein Nichtmetall 
mit hoher magnetischer Permeabilitat, wie Ferrit, fur die 



Schicht zur magnetischen Abschirmung verwendet wird, 
anders als im oben genannten Fall die Magnetflussdichte 
von der Erregerspule nicht durch einen Wirbelstrom aufge- 
hoben, sondern auf Grund der hohen magnetischen Permea- 

5 bilitat der Schicht zur magnetischen Abschirmung nach dem 
selben Prinzip eines Transformators erhoht, so dass der Ab- 
stand d zwischen der Erregerspule und der Schicht zur ma- 
gnetischen Abschirmung kleiner eingestellt werden kann. 
Konkret kann d/Zwischenraum = 1 eingestellt werden. Auf 

io diese Weise kann der Transducer vom Induktionstyp dunner 
gemacht werden. 

[0047] Somit ist in dieser Ausfuhrungsform das Substrat 
162 im Gitter so gestaltet, dass es einen mehrschichtigen 
Aufbau hat, und die Erregerspule, die Erfassungsspulen und 

15 der integrierte Schaltkreis fur die Signalverarbeitung sind in 
den jeweiligen Schichten des mehrschichtigen Aufbaus aus- 
gebildet, wodurch die GroBe des Substrats 162 und die 
GroBe des gesarnten Gitters geringer gemacht werden kann. 
[0048] Ferner ist im mehrschichtigen Aufbau die Erreger- 

20 spule auf der Skalenseite und der integrierte Schaltkreis fur 
die Signalverarbeitung auf der der Skala entgegengesetzten 
Seite ausgebildet, wodurch der in der Erregerspule erzeugte 
Magnetfluss effizient in der Skala induziert werden kann. 
[0049] Ferner ist die Schicht zur magnetischen Abschir- 

25 mung, die auf einer konstanten Spannung gehalten wird, im 
mehrschichtigen Aufbau zwischen der Erregerspule und 
dem integrierten Schaltkreis fur die Signalverarbeitung be- 
reitgestellt, wodurch die Erzeugung von elektromagneti- 
schem Rauschen im integrierten Schaltkreis fur die Signal- 

30 verarbeitung auf Grund der Anderung im Magnetfluss von 
der Erregerspule effizient unterdruckt werden kann. 
[0050] Bei der vorliegenden Ausfuhrungsform ist die 
Schicht zur magnetischen Abschirmung in der vierten 
Schicht 162d ausgebildet, die Abschirmungsschicht kann je- 

35 doch wenn notig in anderen Schichten ausgebildet sein, so 
dass die Vielzahl von Schichten zur magnetischen Abschir- 
mung den Magnetfluss von der Erregerspule isolieren. 
[0051] Ferner sind in der vorliegenden Ausfuhrungsform 
die Erregerspule, die Erfassungsspulen und der integrierte 

40 Schaltkreis fur die Signalverarbeitung in der Reihenfolge 
von der Seite nahe der Skala 104 her ausgebildet, die Erre- 
gerspule und die Erfassungsspulen konnen jedoch in dersel- 
ben Schicht ausgebildet sein. Es ist auch eine Ausbildung 
der Erfassungsspulen, der Erregerspule und des integrierten 

45 Schaltkreises fur die Signalverarbeitung in der Reihenfolge 
von der der Skala 104 nahren Seite her moglich. Um ein 
starkeres Signal zu erhalten, ist es bevorzugt, dass die Erre- 
gerspule in einem Abstand von der Skala 104 ausgebildet 
ist, der der gleiche oder ein geringerer als der der Erfas- 

50 sungsspulen ist. Die Erfassungsspulen und der integrierte 
Schaltkreis fur die Signalverarbeitung konnen in derselben 
Schicht ausgebildet sein. Da es notwendig ist, dass der inte- 
grierte Schaltkreis fur die Signalverarbeitung mit einem vor- 
her bestimmten Abstand oder weiter von der Erregerspule 

55 getrennt ist, und die Erfassungsspulen in einer Position nahe 
der Skala 104 ausgebildet sein miissen, um den induzierten 
Magnetfluss der Skalenspule zu erfassen, sind die Erfas- 
sungsspulen vorzugsweise in einem Abstand von der Skala 
104 ausgebildet, der geringer als der des integrierten Schalt- 

60 kreises 166 fur die Signalverarbeitung ist. Als Folge ist es 
wiinschenswert, dass die Erregerspule, die Erfassungsspu- 
len, die Schicht zur magnetischen Abschirmung und der in- 
tegrierte Schaltkreis fur die Signalverarbeitung in der Rei- 
henfolge von der Seite nahe der Skala 104 aus ausgebildet^ 

65 sind. 

[0052] In der vorliegenden Ausfuhrungsform der Erfin- 
dung ist ein Fall, in dem der Transducer vom Induktionstyp 
bei einer elektronischen Tastlehre angewendet wird, erlau- 
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tert, wie oben erwahnt, der Transducer kann jedoch bei einer 
anderen Messausriistung als der Tastlehre angewendet wer- 
den, 

[0053] GemaB der Erfindung kann ein Transducer vom In- 
duktionstyp, der eine geringe GroBe und eine ausgezeich- 5 
nete Erfassungsgenauigkeit aufweist, erhalten werden und 
durch Einbauen dieses Transducers vom Induktionstyp in 
eine Tasdehre wird eine Tastlehre erhalten, die eine geringe 
GroBe, eine ausgezeichnete Widerstandsfahigkeit gegen- 
uber der Umgebung und eine hohe Erfassungsgenauigkeit 10 
aufweist. 

Patentanspriiche 

1. Transducer vom Induktionstyp, der ein elektrisches 15 
Signal in Ubereinstimmung mit der relativen Verset- 
zung zwischen zwei Elementen ausgibt, welcher um- 
fasst: 

einen Erzeugungsabschnitt fiir Magnetfliisse zum Er- 
zeugen eines Magnetflusses auf der Basis eines Treib- 20 
signals; 

einen Erfassungsabschnitt fur Magnetfliisse zum Erfas- 

sen des Magnetflusses, der sich in Ubereinstimmung 

mit der relativen Versetzung andert; und 

einen Signalverarbeitungsabschnitt zum Verarbeiten 25 

eines Erfassungssignals vom Erfassungsabschnitt fur 

Magnetfliisse; 

wobei der Erzeugungsabschnitt fur Magnetfliisse, der 
Erfassungsabschnitt fur Magnetfliisse und der Signal- 
verarbeitungsabschnitt in einem Substrat mit einem 30 
mehrschichtigen Aufbau ausgebildet sind. 

2. Transducer vom Induktionstyp nach Anspruch 1, 
bei dem das Substrat einen mehrschichtigen Aufbau 
hat, der durch Aufbauen einer Vielzahl von Schichten 
auf einer Kemschicht erhalten wird. 35 

3. Transducer vom Induktionstyp nach Anspruch 1, 
bei dem der Erzeugungsabschnitt fiir Magnetfliisse auf 
der Seite einer Messebene des Substrats ausgebildet ist 
und der Signalverarbeitungsabschnitt auf der der Mess- 
ebene entgegengesetzten Seite des Substrats ausgebil- 40 
det ist. 

4. Transducer vom Induktionstyp nach Anspruch 3, 
bei dem der Erfassungsabschnitt fur Magnetfliisse auf 
der Seite der Messebene des Substrats ausgebildet ist. 

5. Transducer vom Induktionstyp nach Anspruch 1, 45 
bei dem im mehrschichtigen Aufbau der Erzeugungs- 
abschnitt fur Magnetfliisse in einer der Messebene na- 
hergelegenen Schicht als der Signalverarbeitungsab- 
schnitt ausgebildet ist. 

6. Transducer vom Induktionstyp nach Anspruch 5, 50 
bei dem im mehrschichtigen Aufbau der Erfassungsab- 
schnitt fur Magnetfliisse in einer der Messebene naher- 
gelegenen Schicht als der Signalverarbeitungsabschnitt 
ausgebildet ist. 

7. Transducer vom Induktionstyp nach Anspruch 6, 55 
bei dem im mehrschichtigen Aufbau der Erzeugungs- 
abschnitt fiir Magnetfliisse in einer der Messebene na- 
hergelegenen Schicht als Erfassungsabschnitt fur Ma- 
gnetfliisse ausgebildet ist. 

8. Transducer vom Induktionstyp nach Anspruch 6, 60 
bei dem im mehrschichtigen Aufbau der Erfassungsab- 
schnitt fur Magnetfliisse in einer der Messebene naher- 
gelegenen Schicht als der Erzeugungsabschnitt fiir Ma- 
gnetfliisse ausgebildet ist. 

9. Transducer vom Induktionstyp nach Anspruch 6, 65 
bei dem im mehrschichtigen Aufbau der Erfassungsab- 
schnitt fiir Magnetfliisse in derselben Schicht wie der 
Erzeugungsabschnitt fiir Magnetfliisse ausgebildet ist. 



10. Transducer vom Induktionstyp nach Anspruch 1, 
bei dem im mehrschichtigen Aufbau wenigstens ein 
Abschnitt zur magnetischen Abschirmung zwischen 
dem Erzeugungsabschnitt fur Magnetfliisse und dem 
Signalverarbeitungsabschnitt ausgebildet ist. 

11. Transducer vom Induktionstyp nach Anspruch 5, 
bei dem im mehrschichtigen Aufbau wenigstens ein 
Abschnitt zur magnetischen Abschirmung zwischen 
dem Erzeugungsabschnitt fiir Magnetfliisse und dem 
Signalverarbeitungsabschnitt ausgebildet ist. 

12. Transducer vom Induktionstyp nach Anspruch 10, 
bei dem der Abschnitt zur magnetischen Abschirmung 
aus wenigstens einem davon besteht: Nichtmetallen 
mit hoher magnetischer Permeabilitat, Metallen mit ge- 
ringer magnetischer Permeabilitat und Metallen mit 
hoher magnetischer Permeabilitat. 

13. Transducer vom Induktionstyp nach Anspruch 12, 
bei dem das Nichtmetall mit hoher magnetischer Per- 
meabilitat ein Ferrit beinhaltet. 

14. Transducer vom Induktionstyp nach Anspruch 12, 
bei dem das Metall mit geringer magnetischer Permea- 
bilitat Kupfer beinhaltet. 

15. Transducer vom Induktionstyp nach Anspruch 12, 
bei dem das Metall mit hoher magnetischer Permeabi- 
litat ein Permalloy beinhaltet. 

16. Transducer vom Induktionstyp nach Anspruch 10, 
bei dem der Abschnitt zur magnetischen Abschirmung 
auf einer konstanten Spannung gehalten wird. 

17. Transducer vom Induktionstyp nach Anspruch 10, 
bei dem in dem Fall, in dem ein Material des Abschnit- 
tes zur magnetischen Abschirmung Metall ist, der Ab- 
schnitt zur magnetischen Abschirmung so ausgebildet 
ist, dass er vom Erzeugungsabschnitt fiir Magnetfliisse 
durch einen Abstand getrennt ist, der aquivalent oder 
groBer als der Zwischenraum zwischen den beiden Ele- 
menten ist. 

18. Transducer vom Induktionstyp nach Anspruch 10, 
bei dem in dem Fall, in dem ein Material des Abschnit- 
tes zur magnetischen Abschirmung ein Nichtmetall ist, 
der Abschnitt zur magnetischen Abschirmung in einem 
geringen Abstand vom Erzeugungsabschnitt fiir Ma- 
gnetfliisse ausgebildet ist, der aquivalent oder groBer 
als der Zwischenraum zwischen den beiden Elementen 
ist. 

19. Transducer vom Induktionstyp nach Anspruch 1, 
der auf einem ersten Element der zwei Elemente ausge- 
bildet ist, wobei ein Zwischenraum zwischen dem 
Transducer vom Induktionstyp und einem zweiten der 
beiden Elemente so eingestellt wird, dass er etwa ein 
Zehntel eines Abstands des Erfassungssignals betragt. 

20. Elektronische Tastlehre, die einen Transducer vom 
Induktionstyp zum Ausgeben eines elektrischen Si- 
gnals in t)bereinstimmung mit einer relativen Verset- 
zung zwischen einer Skala und einem Gitter umfasst, 
wobei der Transducer vom Induktionstyp beinhaltet: 
einen Erzeugungsabschnitt fur Magnetfliisse zum Er- 
zeugen eines Magnetflusses auf der Basis eines TVeib- 
signals; 

einen Erfassungsabschnitt fiir Magnetfliisse zum Erfas- 

sen des Magnetflusses, der sich in Obereinstimmung 

mit der relativen Versetzung andert; und 

einen Signalverarbeitungsabschnitt zum Verarbeiten 

eines Erfassungssignals vom Erfassungsabschnitt fur 

Magnetfliisse; 

wobei der Erzeugungsabschnitt fiir Magnetfliisse, der 
Erfassungsabschnitt fur Magnetfliisse und der Signal- 
verarbeitungsabschnitt in einem Substrat mit einem 
mehrschichtigen Aufbau ausgebildet sind. 
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21. Elektronische Tastlehre nach Anspruch 20, bei der 
ein Zwischenraum zwischen der Skala und dem Trans- 
ducer vom Induktionstyp so eingestellt ist, dass er etwa 
ein Zehntel eines Abstands des Erfassungssignals be- 
tragL ~ " 5 

22. Elektronische Tastlehre nach Anspruch 20, bei der 
der Erzeugungsabschnitt fur Magnetflusse auf der Seite 
einer Messebene des Substrats ausgebildet ist und der 
Signalverarbeitungsabschnitt auf der der Messebene 
entgegengesetzten Seite des Substrats ausgebildet ist. 10 

23. Transducer vom Induktionstyp nach Anspruch 20, 
bei dem im mehrschichtigen Aufbau der Erzeugungs- 
abschnitt fur Magnetflusse in einer der Messebene na- 
hergelegenen Schicht als der Signalverarbeitungsab- 
schnitt ausgebildet ist. 15 

24. Transducer vom Induktionstyp nach Anspruch 20, 
bei dem im mehrschichtigen Aufbau wenigstens ein 
Abschnitt zur magnetischen Abschirmung zwischen 
dem Erzeugungsabschnitt fur Magnetflusse und dem 
Signalverarbeitungsabschnitt ausgebildet ist. 20 
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